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摘要(译)

超声波探头包括基板，振膜，薄膜压电元件，连通通道和气孔。基板上
具有第一和第二腔。隔膜配置在第一腔体处。薄膜压电元件配置在隔膜
上。连通通道配置在基板中并从第一腔延伸到第二腔。气孔在连通通道
之间延伸到基板的外部。
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